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近年注目されているスピントロニクス分野をはじめ様々な分野において、スピン偏極走査トン

ネル顕微鏡/分光(SP-STM/STS)による物質表面の電子スピン状態の原子レベルでの計測が重要で

ある。これまで SP-STM/STS に用いられるスピン偏極探針には、W 探針上にエピタキシャル成膜

した Fe や Cr などの超薄膜磁性体探針[1-3]、電解研磨法により作製したバルク探針[4]が主に用い

られている。超薄膜磁性体探針は結晶性が良好であるが印加電圧パルスにより磁化方向が変化し

やすいことが知られている[3]。一方、バルク探針は丈夫であるが、多結晶のことが多く磁化方向

を特定する必要がある[4]。我々は、MgO 基板上にエピタキシャル成長した Cr 膜を探針材料とし、

微細加工法を用いて Cr 探針アレイを作製し、SP-STM/STS の探針としての可能性を報告した[5]。

Cr の膜厚を 1µm 程度と十分厚いためバルク同様な特性を有すると期待でき、かつ、結晶性が良好

なため、丈夫で先端の磁化方向が安定な探針の作製ができる。本研究では、Cr 探針の先端の大き

さをパラメーターとし、Au(111)表面上で取得した STS 特性を利用し Cr 探針の結晶面の評価を行

った。 

機械研磨処理した MgO(001)基板を洗浄した後、電子線蒸着機に導入し、300℃で 3 時間加熱し

た。次に、300 °C の基板温度、0.3〜1.0 Å/s の成膜速度で約 1 μm の厚さの Cr を電子線蒸着で成

膜した。電子線リソグラフィによりパターニングを行い、Cr 膜をウェットエッチングすることに

よって先端大きさの異なる Cr 探針のアレイを作製した。SEM による観測から大きさが約 70nm の

平坦な先端の Cr 探針ができていることが分かった。Cr 探針の結晶面を評価するために、マイカ

基板上にエピタキシャル成膜した Au(111)表面上で STS 測定を行った。Au(111)の 22×√3 構造の

観察および同表面上の STS 結果をそれぞれ図の(a)と(b)に示す。STS 測定結果と先行研究の理論計

算[6]と比較すると、作製した Cr 探針の結晶面は Cr(100)面と一致することが分かった。 
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Fig. 1 Au(111) surface and identification of Cr probe 

tip surface based on simulation results.(a) STM image 

of Au(111) / mica. (b) dI/dV spectra acquired at points 

in the STM image. 
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